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Polovodi¢ové soucastky - CSN
Mikroelektromechanické souéastky - EN 62047-18
Cast 18: Metoda zkouseni ohybu tenkovrstvych 35 8775
materialu

idt IEC 62047-18:2013

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -
Part 18: Bend testing methods of thin film materials

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositif microélectromécaniques -
Partie 18: Méthodes d,essai de flexion des matériaux en couche mince

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik -
Teil 18: Biegeprufverfahren flr Dinnschichtwerkstoffe

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62047-18:2013. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-18:2013. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje metody pro zkouseni ohybu tenkovrstvych materiall s délkou a Sitkou méné jak
1 mm a tloustkou mezi 0,1 mm az 10 mm. Tyto tenkovrstvé prvky jsou pouzivany jako hlavni
konstruk<ni materidly pro mikroelektromechanické systémy (v tomto dokumentu MEMS)

a mikrostroje.

Hlavni konstrukéni materidly pro MEMS, mikrostroje aj. maji specialni vlastnosti, jako jsou velikost
nékolik mikrometrd, jsou vyrabény nanasenim, fotolitografii a/nebo nemechanickym obrabénim. Tato
norma definuje zkousku ohybem a zkousku tvaru pro jemné mikrocasticové zkusebni vzorky tvaru
nosniku, které umoznuji zajistit presnost, ktera je vyzadovana ve specialnich pripadech.

Narodni predmluva

Vypracovani normy
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Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku
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Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



